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@ Vertahren zur Bestlmmung einer Messgrosse und Fabry-Perot-Deteklor zur Durchf flhrung des 
Verfahrens. 

@ Das Ausgangssignal ernes Fabry-Perot-Sensors, des- 

sen optische Lange sich in Abhangigkeit von einer 
Druckdifferenz andert, wird auf einen Fabry-Perot-Detektor 
(3) geieitet, welcher eine Tragerplatte (1 8) nnit einem ersten 
Spiegel (24) aus Piatin aufweist sowie einen Membranblock 
(19) aus n-dotierem Silicium mit einer Membran (21), deren 
Oberflache vom ersten Spiegel (24) durch eine Vertiefung 
(22) getrennt ist und mit demselben ein Fabry-Perot-lnterfe- 
rometer biidet und in welche eine Photodiode integriert ist. 

Die Membran (21) tragt einen Zentraikorper (23), wel- 
cher mittels einer auf einem Trager (29) angebrachten Steu- 
erelektrode (30) mit einer durch eine Regelspannung 
erzeugten elektrostatischen Kraft beaufschlagbar 1st. Ober 
die Regelspannung wird die optische Lange des Fabry- 
Perot-Oeiektors (3) so eingestellt, dass sle derjenigen des 
Fabry-Perot-Sensors errtsprfcht, sodass die Intensitat des 
von der Photodiode abgegebenen Stroms als Funktion der 
Drfferenzder optischen Langen ein Extremum aufweist. Bei 
Abweichung von diesem Arbeitspimkt wird die Regelspan- 
nung so korrigiert, dass die optische Lange des Fabry- 
Peroi-Detektors (3) derjenlgen des Fabry-Perot-Sensors 
nachgefuhrt wird. Die Regelspannung wird als Mass fur die 
Druckdifferenz oder einen damit korrelierten Durchfluss 
benutzt 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ©in Verfahren zur Bestimmung einer Messgrosse gemass dem Oberbegriff des 
Anspruchs 1 sowie einen Fabry-Perot-Detektor zur Durchfuhrung das Verfahrens gemass dem Ober- 
begriff des Anspruchs 7. Das Verfahren eignet slch insbesondere zur Bestimmung von Druckdifferen- 
zen T wie sie etwa in Durchflussmessgeraten vorgenommen wird. 

Die der Erfindung zugrundeliegende Technologie ist z.B. in J. M. Vaughan: The Fabry-Perot Inter- 
ferometer, History, Theory, Practice and Applications, Verlag Adam Hilger, Bristol and Philadelphia, urn- 
fassend dargestellt 

Es ist ein gattungsgemasses Verfahren bekannt (DE 3 816 529 A1), bei wetchem der Fabry-Perot-De~ 
tektor periodisch durchgestimmt und so jene Wellenlange bestimmt wird, bei der die Transmission durch 
den Fabry-Perot-Sensor minimal ist. Daraus wird die optlsche Lange des Fabry-Perot-Sensors und da- 
mlt der Wert der Messgrosse bestimmt 

Dieses Verfahren bedingt eine aufwendige Elektronik zur Steuerung des Fabry-Perot-Detektors und 
zur Auswertung seines Ausgangssignais, die insbesondere kaum ohne digitale Komponenten auskommt 

Demgegenflber ist es die Aufgabe der Erfindung, ein gattungsgemasses Verfahren sowie einen Fab- 
ry-Perot-Detektor zu dessen Durchfuhrung anzugeben, bei welchem eine einfache, kostengunstig her- 
stellbare Regel- und Auswerteelektronik genOgt 

Die Erfindung, wie sie in der Kennzeichnung des Anspruchs 1 definiert ist, schafft ein Verfahren, wel- 
ches mit rein anatoger Elektronik durchfuhrbar ist Ausserdem bietet dasseibe eine hone Empfindlichkeit 
und eine Dynamlk, die nur durch die mechanisch-optischen Eigenschaften der verwendeten Sensoren 
und Detektoren beschrankt ist Der in der Kennzeichnung des Anspruchs 7 definierte Fabry-Perot-De- 
tektor ist ebenfalls einfach aufgebaut und gunstig herstellbar und kann mit der Elektronik zu einem Bau- 
teii integriert werden. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand von nur Ausfuhrungsbeispielen darstelienden Zeichnungen 
naher erlautert Es zelgen 

Rg, 1 eine schematlsche Obersicht uber eine Vorrichtung zur Durchfuhrung des erfindungsgemas- 
sen Verfahrens, 

Fig. 2 einen Differentialdruck-Fabry-Perot-SensDr der Vorrichtung nach Rg. 1 im Querschnitt, 
Fig. 3 einen Querschnitt durch einen erfindungsgemassen Fabry-Perot-Detektor nach einer ersten 
Ausfuhrungsform, 

Rg. 4a einen Querschnitt durch einen erfindungsgemassen Fabry-Perot-Detektor nach einer zwei- 
ten Ausfuhrungsform, 

Rg. 4b eine Draufsicht auf einen Teil des Fabry-Perot-Detektors nach Rg. 4a, 
Rg. 4c ein Prinzipschaltbild des Fabry-Perot-Detektors nach Rg. 4a, b 

Rg. 5 eine das Transmissions- und Reflexionsverhalten von Fabry-Perot-lnterferometem wesent- 
lich bestimmende Funktion und 
Rg. 6 schematisch einen erfindungsgemassen Fabry-Perot-Detektor mit Regelelektronik. 

Das erfindungsgemasse Verfahren wird mittels eines Fabry-Perot-Sensors 1 (Rg. 1) und einer Licht- 
quelle 2, welche denseiben beleuchtet, sowie einem Fabry-Perot-Detektor 3, auf den das vom Fabry- 
Perot-Sensor 1 reflektlerte Licht mittels eines Uchtleiters 4 geleltet wird und der mit einer Regelelektro- 
nik 5 verbunden ist, durchgefuhrt Dabei liefert die Lichtquelle 2 Licht von endlicher Koharenzlange, 
dessen Spektrum etwa einem urn eine mittlere Wellenlange Xo zentrierten Intervall der Lange 8 entspre- 
chen kann. 

Der Fabry-Perot-Sensor 1, der ausfGhrlich in der EP-A 0 460 357 beschrieben ist, besteht (Rg. 2) 
aus einer Tragerplatte 6 aus Glas und einem Membranblock 7 aus einkristallinem Siiicium mit einer Mem- 
bran 8 zwischen Membrantragem 9, die von se'rtlich begrenzenden StUtzwanden 10 durch eine Entkopp- 
lungsfuge 11 getrennt sind. Eine der StGtzwande 10 ist durch einen Einlasskanal 12 durchbrochen. Die 
Membran 8 und die Tragerplatte 6 tragen einander gegenflberliegende planparaliele Spiegel 13a, b aus 
Platin - es konnen hier wie beim Fabry-Perot-Detektor 3 auch andere Metalle verwendet werden, aber 
Platin wird wegen seiner hohen Korroslonsbestandlgkeit bevorzugt welche ein Fabry-Perot- Inter- 
ferometer bilden. Weicht der Druck im Inneren des Sensors von demjenigen in einer Vertiefung 14, wel- 
che von den Membrantragem 9 und der Membran 8 begrenzt wird, ab, so biegt sich die Membran 8 mit 
steigendem Druckunterschied mehr und mehr durch, so dass sich die optlsche Lange des Fabry-Perot- 
Sensors 1 in eindeutiger Abnangigkeit von der Druckdifferenz andert 

Der dargestellte Fabry-Perot-Sensor 1 ist als Differenzdrucksensor zur Messung des Durchflus- 
ses in einer Leitung 15 eingesetzt Die Vertiefung 14 ist durch eine erste Offnung 16 mit der Leftung 15 
verbunden, das Innere des Sensors durch den Einlasskanal 12 und eine zweite, stromabwarts von der 
ersten Offnung 16 gelegene zweite Offnung 17. DafOrden Durchfluss 
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gilt, so ist die durch die Druckdifferenz Ap bewirkte Anderung der optischen Lange des Fabry-Perot- 
SensDrs 1 ein eindeutiges Mass fur den Durchfluss Q. 

Der Fabry-Perot-Detektor 3 (Rg. 3; 4a, b) weist gleichfalls eine Tragerplatte 18 aus Glas auf sowie el- 
nen Membranblock 19 aus n-dotiertem Silicium, welcher mit der Tragerplatte 18 durch anodisches Bonden 
verbunden ist Zwischen seitiichen Stutzwanden 20 ist eine Membran 21 eingespannt, welche eine Ver- 
tiefung 22, die eine Fabry-Perot-Kavitat bildet, abschliesst und an der von der Vertiefung 22 abgewand- 
ten Seite in einer weiteren Vertiefung an der Ruckseite des Membranblocks 19 einen Zentraikorper 23 
tragt Diese Konstruktion erlaubt eine Veranderung der optischen Lange unter dem Einfluss einer auf 
die Membran 21 wirkenden Kraft, wahrend die Versteifung durch den Zentraikorper 23 Deformationen 
derselben im optisch aktiven mittieren Bereich verhindert. Die Tragerplatte 18 tragt einen ersten Spiegel 
24 aus Platin. wahrend der gegenQberliegende Teil der Membran 21 an der die Vertiefung 22 begrenzen- 
den Oberflache, die einen zweiten Spiegel und damit zusammen mit dem ersten Spiegel 24 ein Fabry- 
PeroMnterferometer bildet, eine p-dotierte Schicht 25 aufweist, welche zusammen mit dem umgebenden 
n-dotierten Material eine Photodiode bildet und von einem unmittelbar angrenzenden p++-dotierten Ring 
26 umgeben ist, der Ober einen gleichfalls p++-dotierten Streifen 27 eine gut leitende Verbindung der p- 
dotierten Schicht 25 mit einem Bondanschluss 28 herstellt (in Fig. 3 nicht dargestellt, s. Rg. 4a und 
Fig. 4b, die den Membranblock 19 von Fig. 4a in der Draufsicht zeigt). Das n-dotierte Material der Mem- 
bran 21 ist mit einem n+*-doti9rten offenen Ring 32 - es kfinnte auch eine andere Form gewahlt werden, 
entscheidend 1st die gute Kontaktierung der Oberflache der Membran 21 kontaktiert, der den p^-dotter- 
20 ten Ring 26 aussen umgibt und durch einen n^-dotierten Streifen 33 mit einem weiteren Bondanschluss 
34 verbunden ist Die beiden BondanschlOsse 28 und 34 dienen zum Verbinden der Photodiode mit der 
Regelelektronik 5. Selbstverstandlich konnen die Dotierungen des Membranblocks 19 vertauscht wer- 
den. 

Bei der in Fig. 3 dargestetlten ersten AusfOhrung sitzt der Membranblock 19 auf einem Trager 29 aus 
25 Glas, welcher eine erste Steuerelektrode 30 tragt die mit einem weiteren elektrischen Anschluss (nicht 
dargestellt) verbunden ist Die erste Steuerelektrode 30 bildet zusammen mit der unteren Grenzschicnt 
des Zentralkdrpers 23, die als zweite Steuerelektrode wirkt, eine Steuerkapazit&t. Durch Anlegen emes 
Potentials an die erste Steuerelektrode 30 - der Membranblock 19 liegt im wesentlichen auf Massepoten- 
tial - wird auf den Zentraikorper 23 eine elektrostatische Kraft ausgeubt, welche denselben nach unten 
30 zieht und damit die optische Lange des Fabry-Perot-Detektors 3 vergrossert Der ZentralkOrper 23 be- 
wirkt zugleich, dass die Membran 21 im mittieren, optisch aktiven Bereich plan bieibt, da nur der den Zen- 
traikorper 23 umgebende dunne Membranring merklich durchgebogen wird. Fur die auf die Membran 21 
ausgeubte elektrostatische Kraft gilt 

35 F-V2, 

wobei V die angelegte Potentialdifferenz bezeichnet 

Bei der zweiten AusfOhrung nach Rg. 4a, b ist der erste Spiegel 24 mit einem Bondanschluss 31 ver- 
bunden und dient zugleich als erste Steuerelektrode, wahrend ein den Ring 26 umgebender nicht ganz 

40 geschlossener Ring 32 aus n++-dotiertem Material eine zweite Steuerelektrode bildet. Der Ring 32 ist 
Qber einen gleichfalls n^-dotierten Streifen 33 mit einem Bondanschluss 34 verbunden. Der Mem- 
branblock 19 ist auf der Oberseite mit einer Siliciumdioxidschicht uberzogen, die den Membranblock 19 
vom ersten Spiegel 24 und dem Bondanschluss 31 galvanisch trennt und ausserdem einen Korrosions- 
schutz darstellt. Diese AusfOhrung ist besonders kompakt und wirtschaftlich herstellbar. 

45 Wie am besten aus Rg. 4C ersichtlich, liegt die Steuerkapazitat zwischen den einander gegenOberlie- 
genden Oberflachen des elektrisch leitenden Spiegels 24 und der Membran 21 mit gleichfalls leitender 
oberflachennaher Schicht, Der Ring 26 und die p-dotierte Schicht 25 weisen eine geringe Potentialdiffe- 
renz zum Zentraikorper 23 auf, die sich Ober der Sperrschicht der Photodiode aufbaut. Die Steuerkapa- 
zitat entspricht daher einer Serieschattung der Sperrschichtkapazitat Csp der Photodiode mit einer Ka- 

50 pazitat C K des Ober der Photodiode liegenden Teils der Kavitat des Fabry-Perot-Detektors 3, zu der ei- 
ne RandkapazH&t Cr fOr den ausserhalb der Photodiode liegenden Bereich parallel liegt. Zwischen dem 
Bondanschluss 31 einerseits und den beiden BondanschlOssen 28 und 34 andererseits liegt die der 
Steuerung der optischen Lange des Fabry-Perot-Detektors 3 dienende Potentialdifferenz V. Die resul- 
tierende Kraft F-V 2 biegt den ausserhalb des Zentralkorpers 23 umlaufenden dunnen Membranring 

55 durch und verringert die optische Lange des Fabry-Perot-Detektors 3 proportional zum Quadrat der an- 
gelegten Potentialdifferenz V. 

Der Fabry-Perot-Detektor 3 weist in einer AusfOhrung eine Seitenlange von etwa 6mm auf. Die Tra- 
gerplatte 18 und der Trager 29 bestehen aus PYREX®-Glas von 0,5 mm Dicke. Die Gesamtdlcke des De- 
tektors, dessen Membranblock 19 durch bekannte Aizverfahren monolithisch aus dem ublichen Wafer- 

60 material hergestelft ist, betragt etwa 1 ,6 mm, 

Im folgenden wird nun das erflndungsgemasse Verfahren erlautert 

Bezeichnet man mit U die optische Lange des Fabry-Perot-Sensors 1, so kann dessen ReflexivitSt als 
Funktion der Wellenlange in erster Naherung beschriebBn werden durch 

65 
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rsW = Bs - Ascos(4jiLsA). 

DieTransmissivttatdes Fabry-Perot-Detektors 3 istahnlich 

5 toW = Bd + Adcos(4«Ld/X), 

wobel Ld die optische Lange des Fafary-Perot-Detektors 3 bedeutet As, Bs» Ad und Bd sind Konstan- 
ten. Im ganzen erhatt man, zieht man die welter oben getroffenen Annahmen uber das Spektrurn der 
Uchtquelle in Betracht, fur den zur Intensitat des durch die Photodiode des Fabry-Perot-Detektor 3 
10 aufgefangenen Lichts proportionalen von demselben abgegebenen Photostrom 
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I = C f*'^ d(X) r s (X) t D (l) ax, 

wobei C eine Konstante 1st und d gewisse weilenlangenabhangige Grossen wie Absorptionsverluste zu- 
sammenfasst Die Rechnung fuhrt weiter auf 

20 uc {B S B D - AsBdP(Ls) + BsAdP(Ld) 
- 1/2 AsAo [P(Ls-Ld) + P(Ls+Lo)Il, 



wobei 



P(x) = [ \ 2 da) cos(4*rx/X) 



* k[sin(27rx/k)/(27rx)]cos(47rx/A 0 ) 

Est mrt k = V/6 der Koharenzlange. Die Funktion P(x) isl in Fig. 5 dargestellt. Da sie verhaltnlsmassig 
rasch abfallt, sind fur genugend grosse optische Langen Ls, Ld die Terme CBsBd und 1/2CAsAdP(Ls- 
Ld) die dominierenden Beilrage zur Intensitat des Photostroms I, so dass der Graph der die Abhangig- 
keft desseiben von der Differenz der optischen Langen des Fabry-Perot-Sensors 1 und des Fabry- 
Perot-Detektors 3 beschreibenden Funktion abgesehen von einer Multiplikation m*rt einem konstanten 
Faktor und der Addition einer Konstanten dem in Fig. 5 dargestellten Graphen der Funktion P(x) ent- 
spricht 

Die Vorrichtung nach Fig. 1 kann nun, etwa, indem die an den Fabry-Perot-Detektor 3 angelegte Re- 
gelspannung uber elne Rampe variiert und das absolute Maximum der Abweichung des Photostroms vom 
Hintergrundwert CBsBd aufgesucht wird, so kalibriert werden, dass in einer Grundeinstellung bei ver- 

45 schwindender Druckdifferenz am Fabry-Perot-Sensor 1 LD gleich Ls wird. Im Betrieb wird dann dieser 
durch Gleichheit der optischen Langen Ls und Ld gekennzeichnete Arbeitspunkt durch die Regelelektro- 
nik 5 festgehalten, wie im folgenden naher erlautert wird. Wird statt eines refiexiv ein transmissiv arbei- 
tender Fabry-Perot-Sensor benQtzt, so andem sich gewisse Vorzeichen, was Anpassungen der Regel- 
elektronik 5 bedingt, das Funktionsprinzip ist jedoch das gleiche. 

50 Ober eine Leitung 35 (Fig. 6) wird der Photostrom I an die Regelelektronik 5 geleitet, in einem Vorver- 
starker 3S verstarkt und in einem Murtiplizierer 37 mit einer von einem Wechselspannungsgenerator 38 
erzeugten Wechselspannung muitiplizlert und in einem analogen Integrierer 39 integriert Das Aus- 
gangssignal des Integrierers 39 liegt einerseits an der Ausgangsklemme 40 und wird andererseits an ei- 
nen analogen Subtrahierer 41 geleitet, wo ihm die vom Wechselspannungsgenerator 38 erzeugte Wech- 

55 selspannung als Tastfunktion Oberlagert wird. Das so zusammengesetzte Signal wird ais Regelspannung 
uber eine Leitung 42 an den Fabry-Perot-Detektor 3 gele'rtet, wo es an der SteuerkapazMt anliegt und 
die optische Lange LD desseiben beeinfiusst. 

Arbeitet die Vorrichtung nun genau am Arbeitspunkt, urn welchen der Graph der lntensitatsfunktion 
(s. Fig. 5) mindestens in einer kleinen Umgebung im wesentfichen symmetrisch ist, so bewirkt die Qberla- 

50 9©rte Wechselspannung, dass die den Photostrom I determinierende Differenz Ls-Lo der optischen Lan- 
gen des- Fabry-Perot-Sensors 1 und des Fabry-Perot-Detektors 3 nun eine kleine Schwingung mit der 
Frequenz der Wechselspannung urn den Arbeitspunkt ausfuhrt Da die lntensitatsfunktion urn den Ar- 
beitspunkt symmetrisch ist, fuhrt das dazu, dass dem Photostrom I eine Schwingung mit der doppetten 
Frequenz der Wechselspannung Oberlagert wird. Wird deren im Multiplizierer 37 erzeugtes Produkt im 

65 integrierer 39 integriert, so ist das Resultat Null. 
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Andert sich nun durch eine Anderung der Druckdifferenz die optische Lange U des Fabry-Perot- 
Sensors 1 geringfugig, so verschiebt sich der Arbeitspunkt etwas vom Nullpunkt weg, so dass die Inten- 
sitatsfunktion nun nicht mehr urn den Arbeltspunkt symmetrisoh ist und das Ausgangssignal eine Kompo- 
nente mit der Frequenz der vom Wechselspannungsgenerator 38 erzeugten Wechselspannung entnalt. 

5 Dadurch wird das Integral des im Multiplizierer 37 erzeugten Produkts ungleich Null und die Ausgangs- 
spannung des Integrierers 39 andert sich entsprechend Sle wird schliesshch nach Uberiagerung mit 
der Wechselspannung Im Subtrahierer 41, uber die Leitung 42 an die Metailelektrode 30 geleitet, so 
dass die Regelspannung angepasst wird, bis die optische Lange Ld des Fabry-Perot-Detektors 3 wieder 
derdesFabry-Perot-SensorsI entsprichtundder Arbeitspunktwiedererreichtist. 

10 Das Prinzip funktioniert auch bei Wahl eines anderen Extremums als Arbeitspunkt. jedoch ist die Wahl 
des Nullpunkts am gunstigsten, well die Vorrichtung hier die hochste Aufldsung hat und der Nullpunkt 
von Eigenschaften der Uchtquelle 2 wie rnittlerer Wellenlange Xo und Koharenzlange k unabhangig ist. 
Das impllziert auch eine sehr hohe Temperaturstabilitat des Messprinzips, wenn man in Betracht zieht, 
dass die Fabry-Perot-Kavltaten evakulert Oder mit Materlalien mit sehr geringer Abhangigkeit des Bre- 

15 chungsindexes von der Temperatur gefullt sein konnen wie Luft, Wasser oder OI. Die Dynamik der Vor- 
richtung unterliegt keiner der bei Fabry-Perot-Sensoren gewfihnlich gegebenen prinzipiellen Beschran- 

^BetEinsatzen, bei denen transiente St8rungen auftreten konnen, ist es nicht auszuschliessen. dass 
sich das System vom Nullpunkt entfemt und auf einem Arbeitspunkt stabilisiert, welcher einem Neben- 

20 maximum des in Fig. 5 dargestellten Graphen entspricht. Durch gezielte Ladungsinjekbonen in den Inte- 
qrator 39 kann der Arbeitspunkt dann Jewells auf ein benachbartes Maximum verschoben und das Resul- 
tat durch externa Auswertung, etwa mrttels eines Mikroprozessors. uberpruft werden. Auf diese Weise 
ist es moglich, den Nullpunkt wiederzu errelchen. 
Die Regelelektronik kann wie beschiieben ein eigenes Bauteil bilden, sie kann aber auch - was in vie- 

25 len Fallen die gunstigere Mogllchkeit sein durfte - im Membranblock 1 9 mtegnert sein. 

Bei Verwendung des erfindungsgemassen Verfahrens zur Durchflussmessung Ober den Ditterenz- 
druck ergibt sich aus den weiter obsn erwahnten Zusammenhangen zwischen dem Durchfiuss Q und der 
Druckdifferenz Ap am Fabry-Perot-Sensor 1 einerseits und der auf die Membran 21 des Fabry-Perot- 
Sensors 3 wirkenden Kraft F und der angelegten Regelspannung V andererseits, dass. falls Fabry- 

30 Perot-Sensor 1 und Fabry-Perot-Detektor 3 auf gieiche Krafte mit proportionalen Auslenkungen reagie- 
ren, was mindestens bei kleinen Auslenkungen der Fall ist und darOber hinaus etwa durch gieiche geome- 
trische Ausbildung der Membranen sichergestellt werden kann, der Durchfiuss Q und die Regelspan- 
nung V proportional sind. 

35 PatentansprOche 

1 Verfahren zur Bestimmung einer die optische Lange eines Fabry-Perot-Sensors (1) in eindeutiger 
Weise beeinflussenden Messgrosse, bei welchem ein Lichtstrahl endlicher Koharenzlange durch den 
Fabry-Perot-Sensor (1) modifiziert und auf einen Fabry-Perot-Detektor (3) geleitet wird mit einem iicht- 
40 empfindlichen Element, das eine von der Intensitat des im Fabry-Perot-Detektor (3) nochmaJs modify 
zierten Uchtstrahls abhangige elektrische Ausgangsgrdsse erzeugt, dadurch gekennzeichnet, dass die 
optische Lange des Fabry-Perot-Detektors (3) mittels einer elektrischen Regeigrosse, von welcher die- 
selbe eineindeutig abhangt, derart in Abhangigkeit von der Ausgangsgrbsse geregeit wird, dass ein aus- 
gezeichneter Punkt des die Abhangigkeit der Ausgangsgrbsse von der Differenz der optischen Lange 
45 des Fabry-Perot-Sensors (1) und der optischen Lange des Fabry-Perot-Detektors (3) definierenden 
Graphen als Arbeitspunkt festgehalten und die Messgrosse aus der Regeigrosse bestimmt wird. 

2: Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Arbeitspunkt durch einen Extre- 
mafwert der Ausgangsgrosse gekennzeichnet ist. 
3 Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 f dadurch gekennzeichnet, dass der Arbeitspunkt darn Nullpunkt 
50 der 'Differenz der optischen Lange des Fabry-Perot-Sensors (1) und der optischen Lange des Fabry- 
Perot-Detektors (3) entsprfcht. „ . . 

4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Regeigrosse eine urn den Null- 
punkt symmetrische periodische Tastfunktion Oberlagert und durch Integration des Produkts derselben 
mit der Ausgangsgrosse ein Korrekturslgnal erzeugt wird, welches, falls es von Null abweicht, eine An- 
55 derunq der Regeigrosse bewirkt 

5 Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeigrosse eine 
Spannung ist, welche ein elektrisches Feld, das auf den Fabry-Perot-Detektor (3) eine seme optische 
Lange beeinflussende Kraft ausObt, erzeugt. 

6 Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Messgrosse eine 

D ^ Ck Fab^-^rot^Detektor (3) zur Durchfuhrung des Verfahrens nach einem der Anspruche 1 bis 6, mit 
einem Fabry-Perot-lnterferometer, dessen Kavitat zwischen einer transparenten Tragerplatte (18), wel- 
che einen ersten Spiegel (24) und einer Membran (21), welche einen zum ersten Spiegel (24) parallelen 
zweiten Spiegel bildet oder tragt, liegt sowie mit einem lichtempfindiichen Element, dadurch gekennzeich- 
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net, dass er eine erste Steuerelektrode aufweist, welche mit einer mit der Membran (21) mechanisch ver- 
bundenen zweiten Steuerelektrode eine Steuerkapazitat zur Beeinflussung der Auslenkung der Mem- 

br b" Fa^-Perot-Detektor (3) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Membran (21) Teil 
5 eines Membranblocks (19) ist und an ihrer der Fabry-Perot-Kavitat abgewandten Seite eine Vertiefung 
an der Ruckseite des Membranblocks begrenzt 

9. Fabry-Perot-Detektor (3) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Membran (21) auf 
ihrer Ruckseite einen Zentralkerper (23) tragt, welcher die zweite Steuereiektrode bildet, wahrend die 
erste Steuerelektrode (30) auf einem die Vertiefung abschliessenden Trager (29) angebracht ist 
10 10. Fabry-Perot-Detektor (3) nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet dass die erste 
Steuerelektrode an der Tragerplatte (18) angebracht ist, wahrend die zweite Steuerelektrode in der 
Grenzschicht der Membran (21 ) zur Fabiy-Perot-Kavitai angeordnet ist. 

11. Fabry-Perot-Detektor nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Steuereiektro- 
de als Metallschicht ausgebildet ist und zugleich den ersten Spiegel (24) bildet 
15 12. Fabry-Perot-Detektor nach einem der Anspruche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Membranblock(19)ausSiiiciumbesteht 

13. Fabry-Perot-Detektor nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das lichtempfindliche 
Element als in die Membran (21 ) integrierte Photodiode ausgebildet ist. 

14. Fabry-Perot-Detektor nach Anspruch 12 Oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Mem- 
20 branblock (19) an seiner der Tragerplatte (18) zugekehrten Seite mit einer SHiciumdioxidschicht bedeckt 

ist 
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